Solution for researching

Soporte Para Obleas De Silicio De Ptfe Para Procesos De

Grabado Acido Y Limpieza 2 4 6 8 Pulgadas Personalizable

Resistente A Altas Temperaturas
Numero de articulo: PL-CP158

Introduccion

Soportes de obleas de silicio de PTFE de alta
pureza diseflados para procesos extremos de
grabado acido y limpieza. Optimizados para
obleas de 2 a 8 pulgadas, estos portadores
robustos personalizables garantizan un manejo
sin contaminacién y estabilidad térmica en los
entornos de fabricacion de semiconductores
mas exigentes para adquisiciones B2B.

Aprende més

Aplicaciéon Descripcion Beneficio clave

Grabado de
semiconductores

Procesos de limpieza RCA

Produccién de células
fotovoltaicas

Fabricacién de MEMS

Limpieza por grabado con
pirafia

Investigacion en
nanotecnologia

Montaje de
optoelectrénica

Categoria de
especificacién

Manejo de obleas en soluciones concentradas de HF o BOE (grabado de 6xido
tamponado) para eliminar capas dieléctricas.

Uso de soluciones SC-1 y SC-2 a altas temperaturas para eliminar
contaminantes organicos y metalicos.

Texturizado y limpieza de obleas de silicio durante la fabricacién de células
solares de alta eficiencia.

Sujecién segura de sustratos durante procesos complejos de grabado iénico
profundo reactivo y liberaciéon en himedo.

Procesamiento de obleas en una mezcla de acido sulfirico y peréxido de
hidrégeno para eliminar compuestos organicos pesados.

Manejo especializado de sustratos personalizados en deposicién quimica de
vapor experimental o procesamiento en fase liquida.

Limpieza de obleas de zafiro o GaAs antes del crecimiento epitaxial o la
deposicién de peliculas delgadas.

Detalles de parametros para PL-CP158

Resistencia excepcional a acidos agresivos garantiza la durabilidad
del portador a largo plazo.

Alta estabilidad térmica evita deformaciones durante bafios
oxidativos a alta temperatura.

Disefio robusto maneja un rendimiento industrial de alto volumen
con una fiabilidad constante.

Ranuras mecanizadas de precisién protegen estructuras
micromecanicas delicadas de dafios por contacto.

Los materiales son inmunes a ataques oxidativos fuertes, evitando
la degradacion del equipo.

La personalizacién completa admite tamafios de oblea no estandar
y soporte para geometrias Unicas.

La pureza del material PTFE elimina el riesgo de interferencia de
metales traza en dispositivos 6pticos.

Disponibilidad/Opciones

Serie de modelo
Material principal

Tamainios de oblea
compatibles

Configuracién de
ranuras

Rango de temperatura
Resistencia quimica

Método de fabricacién

Portador de obleas de silicio PL-CP158

PTFE (Politetrafluoroetileno) de alta pureza

2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas

Capacidad y paso se definen por proyecto

Operativo desde niveles criogénicos hasta 260°C
Gama completa de acidos, bases y disolventes

Mecanizado de precisién CNC de 5 ejes

Disefios estandar y personalizados

Opciones de PFA disponibles bajo solicitud

Totalmente personalizable a cualquier diametro

Personalizado segun especificaciones del usuario

Personalizacién dependiente del proceso
Compatibilidad quimica universal

Geometria a medida disponible
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Descripeién Beneficio clave

Categoria de
especificaciéon

Caracteristicas de
drenaje

Disefio de asidero

Grado de pureza

Detalles de parametros para PL-CP158 i ibilidad/Opciones

Puertos de drenaje inferiores/laterales personalizables Optimizados para caudales especificos de bafio
Asideros desmontables o integrados manuales/robéticos Personalizados para compatibilidad con herramientas
Andlisis de trazas y grado para semiconductores Materiales de alta pureza certificados
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